
日立荧光分布成像系统

＊此LOGO是日立高新技术公司在日本以及其他国家的注册商标。

EEM® View

＊此配件的主要规格以荧光分光光度计主机为设计依据。

项目 内容

照射波长 360 nm～700 nm

相机 彩色（RGB）CMOS传感器

接口 USB3.0

有效像素数 1920×1200(H×V)

可拍摄波长 380 nm～700 nm

名称 P/N（序列号）

F-7100荧光分光光度计 5J1-0041/5J1-0042

EEM View配件 5J0-0570

R928F光电倍增管 650-1246

副标准光源 5J0-0110

项目 内容

EEM View模式
（测定模式）

三维荧光光谱的测定

单色光图像

白光图像

预览图像

数据处理

显示缩略图

显示三维荧光光谱

（等高线，渐变图）

显示激发/发射光谱

显示放大图像

图像分区（1×1、2×2、3×3、4×4、5×5)

计算、显示不同区域光谱（荧光、反射）＊1

显示分离图像（荧光、反射）

配置示例

反射光谱计算结果

对拍摄到的图像进行反射光成分图像与荧光成分图像分离

白光图像 反射光成分图像 荧光成分图像

20 mm 4 mm

利用AI光谱图像处理算法，将拍摄的图像分离为反射光成分和荧光成分图像。结果，反射光成分图像显示为橙色，

荧光成分图像显示为绿色。二者分别与反射光谱与荧光光谱的单色光一致。由此可知，此样品颜色是橙色反射光

和绿色荧光的混合，所以在白光下呈黄色。此外，通过反射图像和荧光图像可看出样品不同区域的光学特性（图

像图案）差异。放大图像后可以看到，反射板的微细结构存在规律的间隔，其间隔宽度是200μm。

主要功能 规格

（放大图）

1 mm

显示分离图像（荧光、反射）

荧光光谱计算结果

＊1 计算系统由国立信息学研究所的佐藤IMARI教授和郑银强副教授共同研发而成



荧光分布成像系统 EEMView

（F-7100荧光分光光度计）

放大图像（分区表） 不同区域的光谱（荧光、反射光谱）

EEM View Analysis 界面（样品：LED电路板）

测定文件一览表 三维荧光光谱 激发、发射光谱缩略图一览表

光谱数据表

■积分球漫反射使光源均匀化

■利用积分球收集的光均匀照射样品

■采用荧光检测器和CMOS相机双检测模式

新型荧光分布成像系统可安装到F-7100荧光分光光度计的样品仓内。入射

光经过积分球的漫反射后均匀照射到样品，利用F-7100标配的荧光检测器

可以获得样品荧光光谱，结合积分球下方的CMOS相机可获得样品图像，

并利用独特的AI光谱图像处理算法，可以同时得到反射和荧光图像。

样品安装简单，适用于各种样品测试！

■板状样品：通过石英窗安装样品。

■粉末样品：将粉末填充至样品平整夹具中，置于

粉末样品池支架，或使用选配件固体样品支架中

的粉末样品池安装样品。

荧光分布成像系统的光路图

积分球

入射光

（360～700 nm）

CMOS

相机装置

荧光检测器

获得荧光光谱

（380～700 nm）

样品外观 单色光、白光图像（缩略图）…在单色光和白光下拍摄样品

同时获得光谱数据和样品图像

三维荧光光谱数据

↑在不同光源条件下的图像（缩略图）

计算、显示不同区域的光谱（荧光、反射）

单色光下的放大图像 不同区域的荧光光谱

白光下的放大图像 不同区域的反射光谱

对样品照射360nm～700nm范围内的单色光以及白光。此

时，可获得不同光源条件下的图像，同时通过荧光检测器可

获得荧光光谱。测定完成后，可以查看样品的三维荧光光谱

（激发波长、发射波长、荧光强度）。在专用分析软件中，

可对图像进行放大，从而显示不同区域的荧光/反射光谱。

因此能够确认光学性能分布不均匀的样品的反射和荧光光谱。

样品

CMOS相机

积分球

←积分球附件下方视角

样品仓示意图

样品只需放到积分球上，安装十分简单！

丰富的样品支架

入射光

发射光

出射光

样品（固体样品）

1 荧光分布成像系统概要 2【应用实例】测定微细结构材料的荧光特性和结构

本次实验选用具有微细结构的反射板作为待测样品。均匀的光源系统

同时获取样品的荧光/反射图像和光谱！

400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 白光

标准图像

标准白板・空白样品

新技术可同时获得荧光/反射图像和光谱

■测定样品的光谱数据（反射光谱、荧光光谱）

■在不同光源条件（白光和单色光）下拍摄样品

（区域：Φ20mm、波长范围： 380～700nm）

■采用AI光谱图像处理算法＊1，能够分别显示样

品荧光图像和反射图像

■根据图像可获得不同区域的光谱信息＊1

（荧光光谱、反射光谱）

＊1 计算系统由国立信息学研究所的佐藤IMARI教授和郑银强副教授共同研发而成

■校正时，需放置好荧光标准样品。

■请使用选配的标准白板（100 %）和空白样品（0 %）进

行校正。此校正工具可被应用于荧光强度、反射率校正，
以及图像不同区域的亮度分布校正。

支持精确测量的校正工具

板状样品支架
（带石英窗）

石英池支架
（带石英培养皿）

粉末样品池支架
（粉末样品池另售）

标准样品 空白样品标准白板


